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摘要(译)

提供一种阵列型超声波探头，其中多个矩形压电元件布置在背衬材料
上。每个压电元件具有下面电极和上面电极以及固定地固定在上面电极
上的声匹配层。在压电元件的一个端部，设置第一狭缝用于电分离下表
面电极，并且在压电元件的另一端部，提供从声匹配层到达压电元件的
第二狭缝，用于分离压电元件。上面电极。在压电元件的相对两端，上
面电极和下面电极通过导电粘合剂电连接。
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